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1. はじめに 

ダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜は，高

硬度，耐摩耗性等の優れた特徴を有し，機械部

品，工具や金型等の保護膜などに用いられてい

る。DLC膜の劣化した使用済みあるいは成膜に

失敗した工具や金型等は，環境負荷低減等の観

点からDLC膜のみを取り除き，母材を再利用し

たいといった要求がある。 

本研究では，低電力電源を使用し生成させた

酸素プラズマを用いDLC膜を除膜し，DLC膜の

除膜特性について分析した。 

 

2. 実験方法 

本研究では，DLC膜を T字状フィルタードア

ーク蒸着装置[1]を用いシリコン基板上に成膜

した。DLC膜は，厚さ 100 nmの a-C膜および

厚さ 90 nmの a-C:H膜をそれぞれ用いた。 

電極は，周波数 25 kHz，電力 30 Wの中周波

電源を用い，ベース圧力は，0.3 Pa 以下とした。

処理ガスは酸素を用い，流量，処理圧力および

処理時間はそれぞれ，2 sccm，5 Pa および 60

秒とした。除膜前後の膜構造の変化についてレ

ーザーラマン分光分析装置を用い分析した。 

 

3. 結果と考察 

図1(a)および(b)にa-C膜およびa-C:H膜の処理

前後のラマンスペクトルをそれぞれ示す。60秒

処理後のa-C膜において，処理前に比べスペク

トルの形状変化は見られなかった。処理後の

a-C:H膜においても同様に，スペクトルの形状

変化は見られなかった。また，処理後のa-C:H

膜においてスペクトルの信号強度は低下した。 

60秒処理後のa-C膜およびa-C:H膜の除膜深

さは，それぞれ30 nmおよび50 nmとなった。 

低電力電源を用い生成させた酸素プラズマ

によるDLC膜の除膜は，膜構造を変化させるこ

となく除膜できることが分かった。また，膜種

の違いにより除膜速度は変化した。 
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(a) Raman spectra of a-C films 
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(b) Raman spectra of a-C:H films 

Fig. 1. Raman spectra of DLC films after 

treatment 


